
時間軸

技術の高度化軸

現在 近未来 将来（夢）

計測標準

ナノ領域計測

実状態粉体
の計測

検定用粒子･粉体

対象計測項目の拡大

国際規格化

ナノ粒子径測定装置

信頼性の向上

前処理技術

サンプリング計測

現場での計測

現場適用性向上

計装測定のロードマップ

コーディネーター ：京都大学名誉教授 増田 弘昭
副コーディネーター：同志社大学 森 康維
代表幹事：（株）島津総合分析試験センター 竹内 和
副代表幹事：シスメックス（株） 寶田 馨
分科会会員数：86名

粒子径分布測定装置検定用粒子、
比表面積測定装置検定用粉体が規
格化されている。

細孔分布、表面電位など、幅広い計測
対象の標準試料開発。

国際規格化に耐えうる、製造技術とバリデーショ
ン技術。

ナノ領域粒子（100nmより小さな粒
子）の粒子径を測定できる装置が市
販されている。

左記装置の測定原理、計算法の明確化。
測定原理によるデータの差異の確認。その
ために必要な標準試料の開発。

計測装置と計測手法に適合したナノ粒子用前処
理技術と前処理装置。

粉体の諸物性計測はサンプリング
試料で行われているが、現場での
実状態の計測が望まれる粉体特性
（安息角、かさ密度、付着力、静電
気など）も多い。

現場用計測装置として、ポータブル、省
試料、省エネルギー、計測時間短縮の実
現。

複雑なパラメータを必要としない計測技術（例：諸物性
の入力を必要としない粒子径計測技術）、ラインの変動
要素に影響されない計測技術（例：濃度に左右されな
い流量測定技術）。
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